






























专利名称(译) 位置控制装置，位置控制方法和超声波成像系统
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摘要(译)

位置控制装置包括：存储单元，当超声波探头单元扫描第（n）行时，在
第（n-1）行中存储从发送超声波到接收反射波的时间与基准时间之间的
偏差。 超声波探头单元移动到第n条线之前的样品表面的第-1条线； 处
理单元，其根据第（n-1）行的偏差，在超声波探头单元对表面的第n行
进行扫描时，确定超声波探头单元的位置，并计算出n- 从超声波发射到
接收到反射波为止的时间与超声波探头单元扫描表面的第n条线的参考时
间之间的第n条线。 处理单元确定超声探头单元在垂直于表面的方向上
的位置，以使偏差为零。
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